Methode 2 als auch die Standardabwei-
chungenmito,5“und 0,7“liegeninnerhalb
der spezifizierten Messgenauigkeit des
GONIOMAT M5 von +2,5%

Die Untersuchungen zeigen das enor-
me Potential der Messerweiterung. Zum ei-
nen ist die Reproduzierbarkeit der Messer-
gebnisse an feingeschliffenen Flachen un-
abhingig von den verwendeten Planparal-
und der
Anwenders. Zum anderen sind abhangig
von Rauheit und Priiflingsgrofle Messge-
nauigkeiten erreichbar, die an eine klassi-
sche Messungvon polierten Prismen heran-
reichen.

lelplatten Erfahrung des

Fertigungsmesstechnik SPECIAL

Zusammenfassung

Die Erweiterung fiir die GONIOMAT-M-Pro-
duktreihe bietet dem Anwender die Mog-
lichkeit, geschliffene Prismenflachen mit
einer kleinstmoglichen messbaren GrofRe
von circa 3x3 mm und mit einer garantier-
ten Messgenauigkeit von +10“ reproduzier-
bar, wiederholbar und unabhédngig von der
Erfahrungdes Anwenders oderderQualitat
des Prifstiicks (z.B. einer planparallelen
Platte) zu messen. Durch entsprechend an-
gepasste Priifprozesse, Mehrfachmessun-
gen des Priiflings sowie einer optimalen
Priflingsjustierung in Abhangigkeit von
der Oberflachenrauheit und Priiflingsgro-

e kann, wie in den Evaluierungsergebnis-
sen angerissen, eine Messgenauigkeit mit
dem System erreicht werden, die an das
klassische ~ Messverfahren heranreicht.
Ebenfalls bietet das System interessante
neue Messmoglichkeiten wie zum Beispiel
die direkte Pyramidalfehlermessung der
geschliffenen Basisfliche zu den entspre-
chenden polierten Prismenflachen. All dies
bietet Planoptikherstellern ein enormes
Potential fir die Fertigungsprozessopti-
mierung bei Prismen mit hohen Genauig-
keitsanforderungen und damit Zeit und
Kosten bei der Prismenfertigung einzuspa-

ren. ®

Erweiterte Tiefenscharfe-Mikroskopie

Der Hersteller Zeiss und Vision Engineering, ein britischer Entwickler beriihrungsloser Mess-, digitaler 3D-Visualisierungs- und ergono-
mischer Inspektionstechnologien, arbeiten gemeinsam daran, die Echtzeit-Bildgebung mit erweiterter Tiefenschirfe weiteren Kunden-

gruppen zur Verfliigung zu stellen.

DeepFocus 1 kombiniert das Digitalmikroskop ZEISS Visioner 1 mit
Micro-mirror Array Lens System (MALS) mit der technischen Kompe-
tenzvon Vision Engineering. Das Technologiepaketsoll es noch mehr
Anwendern ermdglichen, von der Erstellung sofortiger ,All-in-Fo-
cus“-Bilderzu profitieren. Herkdommliche Inspektionssysteme haben
miteiner geringen Scharfentiefe zu kimpfen, insbesondere bei einer
starken Vergroferung. Wird jedoch nurein kleiner Bereich der Probe
scharf abgebildet, konnen Merkmale tibersehen werden, und die In-
spektion ist unvollstindig. Eine Nachfokussierung oder eine Nach-
bearbeitung sind zwar maéglich, aber zeitaufwandig. Mit der MALS-
Technologie ermoglicht der ZEISS Visioner1dem Benutzer, die Probe
in Echtzeit vollstindig im Fokus zu sehen, ohne dass Bilderim Z-Sta-
pel nachbearbeitet werden miissen. Moglich ist das, weil das na-
mensgebende System mit einer Reihe von Mikrospiegeln,deren Aus-
richtung gezielt verandert werden kann, ,virtuelle* Linsen mit deut-
lich unterschiedlichen Krimmungen und damit Scharfeebenen er-
zeugen kann.Solassensich Héhenunterschiede von bis zu 69 mmmit
einer bis zu100-mal groferen Schirfentiefe als bei einem herkdmm-
lichen Mikroskop optisch inspizieren.

Das Ergebnisistein effizienteres Verfahren zur Fehleranalyse mit
schnellen Ergebnissen. Ein weiterer Bestandteil des DeepFocus 1 Pa-
ketsvon ZEISSistdie ZEN core Imaging-Software. Vision Engineering

bietet seinen Kunden die Moglichkeit, den DeepFocus 1 je nach Be-
darf miteinem Tischstander, einem Mehrfachsstander oder als Priif-
station in der EVOTIS-Ausrichtung zu konfigurieren. ®
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